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Pré-requisitos:

Cédigo Disciplina

Ementa:

Fundamentos de éptica aplicada a visdo computacional, incluindo: estudo da luz e das fontes de luz; as
leis da propagac¢do da luz; os fundamentos da éptica geométrica e formagao de imagens; estudo dos
principais sistemas Opticos e o estudo das imagens digitais e no¢des do seu processamento.

Programa:

1. Luz e fontes de luz (Natureza da luz; Espectro eletromagnético; Limpadas, LED, laser; lluminacdo
difusa, puntual e colimada)

2. Propagacdo da luz (Raios de luz e frentes de onda; Leis de Snell (reflexdo e refragao); Principio de
Fermat; Reflexdo interna total)

3. Optica geométrica (Espelhos; Prismas; Lentes delgadas; Formacdo de imagens; Sistemas de lentes;
Diafragma e profundidade de foco; Lentes espessas; Aberracdes; Selecdo de lentes)

4. Sistemas opticos (Telescépio; Microscopio; Lentes telescéntricas; Cameras e sensores; Camera
pinhole)

5. Imagens digitais (Tipos e formatos; Noc¢des de processamento de imagens; Correlacdo digital de
imagens)

Critério de Avaliagdo:

Testes semanais (30%), aulas de laboratério apresentadas por alunos (20%) e trabalho final da disciplina
(50%).
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